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１．概要（Summary） 

沸騰現象では、気泡底部に形成されるミクロ液膜の

蒸発が重要な伝熱メカニズムであることが明らかと

なっている[1]。しかし、沸騰現象は時空間的に小さな

スケールで生じる現象であるため詳細な計測が難し

く、ミクロ液膜の形成機構について定量的に不明な点

が残されている。本研究では、ミクロ液膜の形成機構

を実験的に調べることを目的としている。ITO薄膜ヒ

ーターを作製し、水のプール沸騰気泡底部に形成され

るミクロ液膜の厚さをレーザー干渉法により測定し、

液膜形成特性を調べた。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ダイシングソー、スピンコーター、マスクアライナー 

【実験方法】 

図1に示す ITO薄膜ヒーターの製作プロセスを述べる。ま

ずダイシングソーを用いて 100mm角の ITOがスパッタされ

たソーダライムガラス板から 32mm角の基板を切り出した。ス

ピンコーターを用いてポジ型フォトレジストを塗布し、マスクラ

イナーを用いたパターニングを行った。その後、ITO-02(王

水)を用いて ITO のウェットエッチングを行い、ITO 薄膜ヒー

ターを作製した。真空蒸着装置(九州工業大学戸畑キャンパ

ス)を用いて配線用パッドとして銅およびクロムを成膜した。パ

ッド間に通電して伝熱面の加熱を行う。ヒーター全体の抵抗

値は 20程度である。He-Neレーザー光をビームスプリッ

ターに入射し、沸騰伝熱面に垂直入射する。沸騰気泡底部

のミクロ液膜の上面と下面で反射する光の重ね合わせで

干渉縞が得られる。ハイスピードカメラで干渉縞を撮影し、

干渉縞の本数からミクロ液膜厚さを測定した。 

 

Fig．1 Photograph of the ITO thin film heater． 

 

Fig．2 Initial microlayer thickness against distance 

from bubble nucleation site． 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

図2に熱流束59kW/m²~400kW/m²で発生した気泡に

対する計測結果から得られた発泡点からの距離と液

膜初期厚さの関係を示す。熱流束による依存は見られ

ず、ミクロ液膜半径の増加に伴ってミクロ液膜初期厚

さが直線的に増加している。 
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